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Pré-requisitos:

Caddigo Disciplina
EMC 410106 Fundamentos da Interferometria
Ementa:

Interferogramas e processamento digital. Interferémetros de luz coerente. Interferémetros de luz
incoerente. Interferometria speckle e shearogafia. Holografia interferométrica e digital. Laser
interferométrico, laser tracker e laser tracer. Vibrometria laser. Sensores de fibra dptica. Interferometria
em ambientes hostis.

Programa:

Interferogramas e processamento digital;
Interferometros de luz coerente;

Interferometros de luz incoerente;
Interferometria speckle e shearogafia;

Holografia interferométrica e digital,

Laser interferométrico, laser tracker e laser tracer;
Vibrometria laser;

Sensores de fibra dptica;

Interferometria em ambientes hostis;
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Critério de Avaliacao:

Testes semanais (30%), aulas de laboratério apresentadas por alunos (20%) e trabalho final da disciplina
(50%).
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